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MIKROSKOPY ELEKTRONOWE

Skaningowy mikroskop elektronowy z emisjg polowa - FE-SEM Merlin, Zeiss

Przyrzad wyposazony w detektory umozliwiajace:

- In-Lens — obrazowanie przy pomocy elektronéw wtérnych pierwszego rodzaju umozliwiajacych
obrazowanie powierzchni z duzg rozdzielczoscig (duze powickszenia)

- HE-SE2 — obrazowanie przy pomocy elektronéw wtornych drugiego rodzaju umozliwiajacych
uzyskanie informacji o topografii probki i/lub obiektu

- BSE — obrazowanie przy pomocy -elektronow wstecznie rozproszonych dostarczajacych
informacji o zréznicowaniu sktadu chemicznego lub faz krystalograficznych w réznych obszarach
probki

- STEM — obrazowanie w trybie transmisyjnym ultracienkich preparatow przygotowanych na
siateczkach do TEM

- Mikrosonda rentgenowska (EDS) X-Flash Detector 5010 125eV Quantax, Bruker - Detektor EDS
sprzgzony z mikroskopem FE-SEM pozwala na szczeg6lowa analize sktadu pierwiastkowego.
Zakres wykrywanych pierwiastkow zaczyna si¢ od boru (B). Istnieje mozliwo$¢ wykonania:

- analizy sktadu pierwiastkowego z duzej powierzchni

- analizy sktadu pierwiastkowego z wybranego mikroobszaru (analiza punktowa)

- Sledzenia zmian sktadu pierwiastkowego wzdhuz zadanej linii (skan liniowy)

- mapowania przestrzennego rozmieszczenia wybranych pierwiastkow.

Opiekun przyrzadu: dr Marianna Gniadek, dr Olga Syta
Kontakt: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl

Aparatura dodatkowa:

Napylarki: Polaron SC7260 Mini Sputter Coater, Quorum oraz Q1502T ES, Quorum

Dla probek nieprzewodzacych istnieje mozliwos¢ napylenia cienkich warstw przewodzacych
metalicznych: Au-Pd, Au, Cr, Ag lub wegla

Szlifierka mechaniczna: Labo-Pol 2, Struers (papiery $cierne o gradacji: 120, 180, 320, 500, 1000,
2000)

Istnieje mozliwo$¢ przygotowania przekrojéw stratygraficznych oraz zgladow w zywicy
epoksydowej Epofix, Struers

Opis metody: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM — Scannig Electron Microscopy) z
mikroanalizatorem EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) to nieniszczaca technika instrumentalna
wykorzystujaca skupiong wigzke elektronéw do skanowania powierzchni probek. Oddziatywanie
wigzki pierwotnej z materig preparatu powoduje powstanie szeregu zjawisk, ktore pozwalaja
uzyska¢ informacje morfologiczng, topograficzng i dotyczaca skladu pierwiastkowego badanego
obiektu. Skaningowy mikroskop elektronowy Merlin z katoda z emisja polowa pracuje w
warunkach wysokiej prozni dzigki czemu mozliwa jest praca w bardzo szerokim zakresie energii
wiazki od 20V do 30kV.
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Transmisyjny mikroskop elektronowy -TEM Libra 120, Zeiss
Przyrzad umozliwiajacy:
- obrazowanie w trybie:
- BF (bright field) — w jasnym polu
- DF (dark field) — w ciemnym polu
- STEM + HAADAF — w trybie skaningowym
- analize¢ sktadu pierwiastkowego — EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) — spektroskopia
strat energii elektronow

Opiekun przyrzadu: dr Marianna Gniadek, dr Olga Syta
Kontakt: mikroskopia.elektronowa@chem.uw.edu.pl

Opis metody: Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM - Tramsmission Electron
Microscopy) z detektorem EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) to technika instrumentalna
wykorzystujaca Wysokoenergetyczng wiagzke elektronéw do obrazowania, z duza rozdzielczoscia,
bardzo niewielkich obiektow i/lub przekrojow preparatow przygotowanych na specjalnych siatkach
do TEM. Transmisyjny mikroskop elektronowy Libra 120 z katodg z emisjg termiczng (LaBs) ma
mozliwos¢ pracy przy dwoch napigciach 80kV 1 120kV.



